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FISA TEHNICA

"R191 Model experimental de structurd multistrat cu reflectivitate scdzutd in
domeniul vizibil, respectiv ridicatd in domeniul infrarosu"

Domeniul de utilizare: straturi subtiri cu proprietati optice, cercetare

Tip: Model experimental Brevete: : A/00570 din 28.11.2025
Status: Modernizat Data: 2025/12/10

Proiectant: INOE 2000 - Sisteme Executant: INOE 2000 - Sisteme
tehnologice bazate pe plasma si vid pentru tehnologice bazate pe plasma si vid pentru
noi materiale avansate nanostructurate noi materiale avansate nanostructurate
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Date tehnice: A fost dezvoltat un model experimental d strat cu emisivitate scazuta pe
baza de titan, obtinut in structura multistrat de tip /Ti/TiN/TiON obtinut pe un substrat de
316L prin metoda evaporarii cu arc catodic si depunere la unghi de incidenta oblic (OAD).
In acest sens, primul strat de Ti actioneaza ca strat de aderenta si poate reduce diferentele
de dilatare termica intre substrat si straturile superioare. Totodata poate functiona ca o
bariera initiala impotriva difuziei elementelor din substratul 316L catre urmatoarele
straturi subtiri la temperaturi ridicate. Dupa stratul de Ti, stratul de TiN reprezinta o
componenta importanta in ceea ce priveste controlul radiativ. In functie de stoechiometrie,
TiN este un compus cu caracter metalic/conductor, cu duritate mare si stabilitate la
temperatura, capabil sa ofere o reflectivitate ridicata in domeniul spectral infrarosu
(implicit emisivitate scazuta) si, in acelasi timp, o reflectivitate de tip oglinda in domeniul
spectral vizibil, ceea ce il face potrivit pentru suprafete selective din punct de vedere
spectral. Stratul superior de TiON va proteja stratul de TiN impotriva oxidarii si a
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degradarii la temperatura ridicata, fiind responsabil de obtinerea unei componente de tip
antireflex in domeniul spectral vizibil. Faptul ca TiON poate fi obtinut prin metoda arcului
catodic la unghi de incidenta oblic de ~80 ° introduce un element tehnologic cu impact
direct asupra proprietatilor optice finale.




